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摘要(译)

本发明提供一种抑制由于横向电场的影响而导致的显示质量降低的影像
处理方法、影像处理电路、液晶显示装置以及电子设备。影像处理电路
(30)根据边界检测由液晶分子的偏转方位决定的风险边界，该风险边界在
由影像信号Vid-in表示的图像中是暗像素与明像素之间的边界的一部分，
在构成1帧的多个场的至少任意一个场中，对与检测到的风险边界相接的
暗像素以及明像素中的至少一方所对应的影像信号进行校正，以便使该
风险边界在1帧期间所存在的期间变短。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/6ef343e2-6c13-412d-9b71-bc77a87eb5b8
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/046025838/publication/CN102622977B?q=CN102622977B
http://epub.sipo.gov.cn/tdcdesc.action?strWhere=CN102622977B

